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高精度分品生産における除震の重要性



3

技術開発の背景

従来の機械の減衰性能向上手法と課題

• 構造体の一部を高減衰材料に置き換える
 構造体の設計に大きな見直しが必要となる

• パッシブダンパによる受動的振動抑制
 特定の振動モードにしか適用できず，工作機械では不十分

• アクティブダンパによる能動的振動抑制
 設備が高価であり，製品の低コスト化が難しい

内包型構造体ダンパの提案

• 機械要素の内部にダンパ機能を創成

• 機械要素の剛性と減衰をチューニング可能

• 内部で減衰を発生させるため，弾性振動などへの減衰
効果が期待できる
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ダンパの構造と減衰原理
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P-DACSの製造手順
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ユニットセル設計
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P-DACS単体の評価：Lattice評価



8

高分子材料による動剛性・減衰の変化
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アクリル製構造体による材料の検討
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ゴム状シリコーンの検討：界面の摩擦
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界面が連続している場合，減衰材料の影響
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まとめ
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お問い合わせ先

東京工業大学
研究・産学連携本部 知的財産部門
TEL 03-5734-2445
FAX 03-5734-2482
e-mail sangaku@sangaku.titech.ac.jp
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